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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互に平行な対応平面（11）（12）間に介装されて、腐食気体が存在する第１空間部（
１）と、該第１空間部（１）の圧力よりも高い圧力の非腐食気体が存在する第２空間部（
２）とを遮断して密封する耐腐食性複合シール構造に於て、
　上記第２空間部（２）側に開口する受圧凹溝（７）を形成するように開脚する一対の密
封用リップ部（13）（13）と、上記第１空間部（１）側へ突出するくさび形突隆部（14）
とを、一体に有する弾性シール（６）と、
　上記第２空間部（２）側に開口すると共に上記くさび形突隆部（14）が押込まれて開脚
方向への力を受けて上記対応平面（11）（12）に密接する一対の密封用リップ部（15）（
15）を有する耐腐食性シール（３）と、
　を具備し、
　断面形状に於て、上記くさび形突隆部（14）は第１空間部（１）側へしだいに幅寸法（
Ｗ14）が減少するテーパ状に形成され、かつ、上記耐腐食性シール（３）の上記一対の密
封用リップ部（15）（15）にて形成されるくさび受け用凹溝（16）は、第２空間部（２）
側へしだいに幅寸法（Ｗ16）が増加するテーパ状に形成され、組立て自由状態に於て、上
記弾性シール（６）のくさび形突隆部（14）の傾斜辺（14Ｃ）（14Ｃ）が、上記耐腐食性
シール（３）の凹溝（16）の傾斜辺（16Ｃ）（16Ｃ）に、密に接触するように構成し、
　かつ、第１空間部（１）寄りに金属製センターリング（８）を配設し、かつ、該センタ
ーリング（８）の第２空間部（２）側には、溝底小凹部（10）を有するＶ字状溝（９）が
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凹設され、上記耐腐食性シール（３）には、上記Ｖ字状溝（９）に嵌着される頂部小突出
子（17）付の三角突部（18）が形成されていることを特徴とする耐腐食性複合シール構造
。
【請求項２】
　相互に平行な対応平面（11）（12）間に介装されて、腐食気体が存在する第１空間部（
１）と、該第１空間部（１）の圧力よりも高い圧力の非腐食気体が存在する第２空間部（
２）とを遮断して密封する耐腐食性複合シール構造に於て、
　上記第２空間部（２）側に開口する受圧凹溝（７）を形成するように開脚する一対の密
封用リップ部（13）（13）と、上記第１空間部（１）側へ突出するくさび形突隆部（14）
とを、一体に有する弾性シール（６）と、
　上記第２空間部（２）側に開口すると共に上記くさび形突隆部（14）が押込まれて開脚
方向への力を受けて上記対応平面（11）（12）に密接する一対の密封用リップ部（15）（
15）を有する耐腐食性シール（３）と、
　を具備し、
　断面形状に於て、上記くさび形突隆部（14）は第１空間部（１）側へしだいに幅寸法（
Ｗ14）が減少するテーパ状に形成され、かつ、上記耐腐食性シール（３）の上記一対の密
封用リップ部（15）（15）にて形成されるくさび受け用凹溝（16）は、第２空間部（２）
側へしだいに幅寸法（Ｗ16）が増加するテーパ状に形成され、組立て自由状態に於て、上
記弾性シール（６）のくさび形突隆部（14）の傾斜辺（14Ｃ）（14Ｃ）が、上記耐腐食性
シール（３）の凹溝（16）の傾斜辺（16Ｃ）（16Ｃ）に、密に接触するように構成し、
　かつ、断面矩形状シール溝（25）に装着されるように構成され、相互に平行な上記対応
平面（11）（12）の内の一つは、上記シール溝（25）の溝底面（25Ａ）が該当し、さらに
、該シール溝（25）の第１空間部（１）側に上記耐腐食性シール（３）を受ける受け金具
（28）を嵌着すると共に、該受け金具（28）の第２空間部（２）側には、溝底小凹部（10
）を有するＶ字状溝（９）が凹設され、上記耐腐食性シール（３）には、上記Ｖ字状溝（
９）に嵌着される頂部小突出子（17）付の三角突部（18）が形成されていることを特徴と
する耐腐食性複合シール構造。
【請求項３】
　相互に平行な対応平面（11）（12）間に介装されて、腐食気体が存在する第１空間部（
１）と、該第１空間部（１）の圧力よりも高い圧力の非腐食気体が存在する第２空間部（
２）とを遮断して密封する耐腐食性複合シール構造に於て、
　上記第２空間部（２）側に開口する受圧凹溝（７）を形成するように開脚する一対の密
封用リップ部（13）（13）と、上記第１空間部（１）側へ突出するくさび形突隆部（14）
とを、一体に有する弾性シール（６）と、
　上記第２空間部（２）側に開口すると共に上記くさび形突隆部（14）が押込まれて開脚
方向への力を受けて上記対応平面（11）（12）に密接する一対の密封用リップ部（15）（
15）を有する耐腐食性シール（３）と、
　を具備し、
　断面形状に於て、上記くさび形突隆部（14）は第１空間部（１）側へしだいに幅寸法（
Ｗ14）が減少するテーパ状に形成され、かつ、上記耐腐食性シール（３）の上記一対の密
封用リップ部（15）（15）にて形成されるくさび受け用凹溝（16）は、第２空間部（２）
側へしだいに幅寸法（Ｗ16）が増加するテーパ状に形成され、組立て自由状態に於て、上
記弾性シール（６）のくさび形突隆部（14）の傾斜辺（14Ｃ）（14Ｃ）が、上記耐腐食性
シール（３）の凹溝（16）の傾斜辺（16Ｃ）（16Ｃ）に、密に接触するように構成し、
　かつ、断面矩形状シール溝（25）に装着されるように構成され、相互に平行な上記対応
平面（11）（12）の内の一つは、上記シール溝（25）の溝底面（25Ａ）が該当し、さらに
、上記耐腐食性シール（３）は断面略Ｕ字型であって、溝底肉部（29）が上記シール溝（
25）の第１空間部（１）側の溝側面（25Ｂ）に、当接するよう装着され、さらに、上記耐
腐食性シール（３）のラジアル方向全長寸法（Ｔ３）と、溝底肉部（29）の肉厚寸法（Ｔ

29）を、Ｔ３× 0.4≦Ｔ29≦Ｔ３× 0.7に設定したことを特徴とする耐腐食性複合シール
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構造。
【請求項４】
　相互に平行な対応平面（11）（12）間に介装されて、腐食気体が存在する第１空間部（
１）と、該第１空間部（１）の圧力よりも高い圧力の非腐食気体が存在する第２空間部（
２）とを遮断して密封する耐腐食性複合シール構造に於て、
　上記第２空間部（２）側に開口する受圧凹溝（７）を形成するように開脚する一対の密
封用リップ部（13）（13）と、上記第１空間部（１）側へ突出するくさび形突隆部（14）
とを、一体に有する弾性シール（６）と、
　上記第２空間部（２）側に開口すると共に上記くさび形突隆部（14）が押込まれて開脚
方向への力を受けて上記対応平面（11）（12）に密接する一対の密封用リップ部（15）（
15）を有する耐腐食性シール（３）と、
　を具備し、
　断面形状に於て、上記くさび形突隆部（14）は第１空間部（１）側へしだいに幅寸法（
Ｗ14）が減少するテーパ状に形成され、かつ、上記耐腐食性シール（３）の上記一対の密
封用リップ部（15）（15）にて形成されるくさび受け用凹溝（16）は、第２空間部（２）
側へしだいに幅寸法（Ｗ16）が増加するテーパ状に形成され、組立て自由状態に於て、上
記弾性シール（６）のくさび形突隆部（14）の傾斜辺（14Ｃ）（14Ｃ）が、上記耐腐食性
シール（３）の凹溝（16）の傾斜辺（16Ｃ）（16Ｃ）に、密に接触するように構成し、
　かつ、第１空間部（１）寄りに金属製センターリング（８）を配設し、該センターリン
グ（８）が第２空間部２側に断面円弧状凹溝（49）を有するJIS B 8365のセンターリング
であって、上記耐腐食性シール（３）には、上記断面円弧状凹溝（49）に嵌着される円弧
状突部（50）が形成されていることを特徴とする耐腐食性複合シール構造。
【請求項５】
　自由状態に於て、耐腐食性シール（３）の一対の上記リップ部（15）（15）の外端幅寸
法（Ｗ15）よりも、弾性シール（６）の一対の上記リップ部（13）（13）の外端幅寸法（
Ｗ13）を大きく設定した請求項１，２，３又は４記載の耐腐食性複合シール構造。
【請求項６】
　上記弾性シール（６）の一対のリップ部（13）（13）の外面先端部（23）に、上記対応
平面（11）（12）に接触して弾性圧縮変形する局部面圧上昇のための小突出部（24）を有
する請求項１，２，３，４又は５記載の耐腐食性複合シール構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体製造装置、ＦＰＤ製造装置、あるいは、食品関連の殺菌設備、又は、
その他のプラズマ処理装置等に使用される耐腐食性複合シール構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記の各種用途の内の一つとして、例えば酸素プラズマあるいは酸素ラジカルが存在す
る環境下の真空配管用継手としては、耐酸素プラズマ性又は耐酸素ラジカル性、及び、長
期間の真空保持性（密封性）が要求される。
　図14と図15に例示した従来の酸素プラズマ環境又は耐酸素ラジカル環境の真空配管用継
手31では、被接続パイプ32，33が一体に連結される一対の金属製カップリング34，35、及
び、シール材36等から成り、特に、このシール材36は、弧状凹部37を外周面に有する金属
製センターリング38と、弧状凹部37に嵌着されたＯリング39と、から構成されている。
【０００３】
　図14と図15は、JIS B 8365に制定のクランプ形継手用シールであって、公知の形状・構
造のものを図示しているが、パイプ32，33及び真空配管用継手31の内部40に真空状態の腐
食気体（例えば酸素プラズマ、酸素ラジカル）が流れ、外部41は例えば大気として使用さ
れる。このような用途の真空配管用継手31では、真空保持性（密封性）が要求され、Ｏリ
ング39の材質として、一般に使用されているＦＫＭと称されるフッ化ビニリデン系のふっ
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素ゴムでは、酸素プラズマ、酸素ラジカル等への耐性が低く、酸素プラズマ、酸素ラジカ
ルが存在する環境下では、プラズマあるいはラジカルに曝されたＯリング39の表面が、腐
食（エッチング）され、密封性（シール性）が損なわれる。従って、寿命が短く頻繁にＯ
リング39を交換する必要があった。また、図14と図15とは少し形状の異なる管継手も提案
されてはいるが、上述のＯリングの耐腐食性に関しての問題は解決できなかった（例えば
、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＷＯ２００８／０５６７４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、上記Ｏリングの材質として、耐プラズマ性及び耐ラジカル性を有するＦＦＫＭ
と称されるテトラフルオロエチレン－パープルオロビニルエーテル系のふっ素ゴムを、上
述のような酸素プラズマ又は酸素ラジカルが存在する環境下にて、使用せざるを得ない。
　しかしながら、ＦＦＫＭは高価であるという欠点、及び、（ＦＫＭに比較して）真空保
持性が劣り、高真空環境には不向きであるという欠点があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、真空保持性（密封性）と耐腐食ガス性（耐酸素プラズマ性、耐酸素
ラジカル性）を具備し、その真空保持性（密封性）と耐腐食ガス性（耐酸素プラズマ性、
耐酸素ラジカル性）を長期的に維持できる複合シール構造を提供することを目的とする。
また、JIS B 8365のセンターリングを流用することができる耐腐食性複合シール構造を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は、相互に平行な対応平面間に介装されて、腐食気
体が存在する第１空間部と、該第１空間部の圧力よりも高い圧力の非腐食気体が存在する
第２空間部とを遮断して密封する耐腐食性複合シール構造に於て、上記第２空間部側に開
口する受圧凹溝を形成するように開脚する一対の密封用リップ部と、上記第１空間部側へ
突出するくさび形突隆部とを、一体に有する弾性シールと、上記第２空間部側に開口する
と共に上記くさび形突隆部が押込まれて開脚方向への力を受けて上記対応平面に密接する
一対の密封用リップ部を有する耐腐食性シールと、を具備し、断面形状に於て、上記くさ
び形突隆部は第１空間部側へしだいに幅寸法が減少するテーパ状に形成され、かつ、上記
耐腐食性シールの上記一対の密封用リップ部にて形成されるくさび受け用凹溝は、第２空
間部側へしだいに幅寸法が増加するテーパ状に形成され、組立て自由状態に於て、上記弾
性シールのくさび形突隆部の傾斜辺が、上記耐腐食性シールの凹溝の傾斜辺に、密に接触
するように構成し、かつ、第１空間部寄りに金属製センターリングを配設し、かつ、該セ
ンターリングの第２空間部側には、溝底小凹部を有するＶ字状溝が凹設され、上記耐腐食
性シールには、上記Ｖ字状溝に嵌着される頂部小突出子付の三角突部が形成されている。
【０００８】
　また、相互に平行な対応平面間に介装されて、腐食気体が存在する第１空間部と、該第
１空間部の圧力よりも高い圧力の非腐食気体が存在する第２空間部とを遮断して密封する
耐腐食性複合シール構造に於て、上記第２空間部側に開口する受圧凹溝を形成するように
開脚する一対の密封用リップ部と、上記第１空間部側へ突出するくさび形突隆部とを、一
体に有する弾性シールと、上記第２空間部側に開口すると共に上記くさび形突隆部が押込
まれて開脚方向への力を受けて上記対応平面に密接する一対の密封用リップ部を有する耐
腐食性シールと、を具備し、断面形状に於て、上記くさび形突隆部は第１空間部側へしだ
いに幅寸法が減少するテーパ状に形成され、かつ、上記耐腐食性シールの上記一対の密封
用リップ部にて形成されるくさび受け用凹溝は、第２空間部側へしだいに幅寸法が増加す
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るテーパ状に形成され、組立て自由状態に於て、上記弾性シールのくさび形突隆部の傾斜
辺が、上記耐腐食性シールの凹溝の傾斜辺に、密に接触するように構成し、かつ、断面矩
形状シール溝に装着されるように構成され、相互に平行な上記対応平面の内の一つは、上
記シール溝の溝底面が該当し、さらに、該シール溝の第１空間部側に上記耐腐食性シール
を受ける受け金具を嵌着すると共に、該受け金具の第２空間部側には、溝底小凹部を有す
るＶ字状溝が凹設され、上記耐腐食性シールには、上記Ｖ字状溝に嵌着される頂部小突出
子付の三角突部が形成されている。
【０００９】
　また、相互に平行な対応平面間に介装されて、腐食気体が存在する第１空間部と、該第
１空間部の圧力よりも高い圧力の非腐食気体が存在する第２空間部とを遮断して密封する
耐腐食性複合シール構造に於て、上記第２空間部側に開口する受圧凹溝を形成するように
開脚する一対の密封用リップ部と、上記第１空間部側へ突出するくさび形突隆部とを、一
体に有する弾性シールと、上記第２空間部側に開口すると共に上記くさび形突隆部が押込
まれて開脚方向への力を受けて上記対応平面に密接する一対の密封用リップ部を有する耐
腐食性シールと、を具備し、断面形状に於て、上記くさび形突隆部は第１空間部側へしだ
いに幅寸法が減少するテーパ状に形成され、かつ、上記耐腐食性シールの上記一対の密封
用リップ部にて形成されるくさび受け用凹溝は、第２空間部側へしだいに幅寸法が増加す
るテーパ状に形成され、組立て自由状態に於て、上記弾性シールのくさび形突隆部の傾斜
辺が、上記耐腐食性シールの凹溝の傾斜辺に、密に接触するように構成し、かつ、断面矩
形状シール溝に装着されるように構成され、相互に平行な上記対応平面の内の一つは、上
記シール溝の溝底面が該当し、さらに、上記耐腐食性シールは断面略Ｕ字型であって、溝
底肉部が上記シール溝の第１空間部側の溝側面に、当接するよう装着され、さらに、上記
耐腐食性シールのラジアル方向全長寸法Ｔ３と、溝底肉部の肉厚寸法Ｔ29を、Ｔ３× 0.4
≦Ｔ29≦Ｔ３× 0.7に設定した。
【００１０】
　また、相互に平行な対応平面間に介装されて、腐食気体が存在する第１空間部と、該第
１空間部の圧力よりも高い圧力の非腐食気体が存在する第２空間部とを遮断して密封する
耐腐食性複合シール構造に於て、上記第２空間部側に開口する受圧凹溝を形成するように
開脚する一対の密封用リップ部と、上記第１空間部側へ突出するくさび形突隆部とを、一
体に有する弾性シールと、上記第２空間部側に開口すると共に上記くさび形突隆部が押込
まれて開脚方向への力を受けて上記対応平面に密接する一対の密封用リップ部を有する耐
腐食性シールと、を具備し、断面形状に於て、上記くさび形突隆部は第１空間部側へしだ
いに幅寸法が減少するテーパ状に形成され、かつ、上記耐腐食性シールの上記一対の密封
用リップ部にて形成されるくさび受け用凹溝は、第２空間部側へしだいに幅寸法が増加す
るテーパ状に形成され、組立て自由状態に於て、上記弾性シールのくさび形突隆部の傾斜
辺が、上記耐腐食性シールの凹溝の傾斜辺に、密に接触するように構成し、かつ、第１空
間部寄りに金属製センターリングを配設し、該センターリングが第２空間部２側に断面円
弧状凹溝を有するJIS B 8365のセンターリングであって、上記耐腐食性シールには、上記
断面円弧状凹溝に嵌着される円弧状突部が形成されている。
【００１１】
　また、自由状態に於て、耐腐食性シールの一対の上記リップ部の外端幅寸法よりも、弾
性シールの一対の上記リップ部の外端幅寸法を大きく設定した。
【００１２】
　また、上記弾性シールの一対のリップ部の外面先端部に、上記対応平面に接触して弾性
圧縮変形する局部面圧上昇のための小突出部を有する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る耐腐食性複合シール構造によれば、耐腐食性シールは、第１空間部からの
腐食気体が弾性シールに接触することを阻止でき、かつ、弾性シールは、第２空間部から
（大気等の）非腐食気体が浸入するのを阻止でき、各々のシールが最大限に各機能（役目
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）を果たすことができる。
　弾性シールは、腐食気体によって劣化することがなくなるので、真空保持性等の密封性
を長期にわたって発揮できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す分解状態の断面図である。
【図２】センターリングの断面図である。
【図３】分解自由状態の耐腐食性シールの断面図である。
【図４】分解自由状態の弾性シールの断面図である。
【図５】自由状態を示す要部拡大断面図である。
【図６】圧縮使用状態を示す要部拡大断面図である。
【図７】第２の実施の形態を示す自由状態の要部拡大断面図である。
【図８】第３の実施の形態を示す自由状態の要部拡大断面図である。
【図９】第４の実施の形態を示す自由状態の要部拡大断面図である。
【図１０】圧縮使用状態の要部拡大断面図である。
【図１１】第５の実施の形態のセンターリングの断面図である。
【図１２】分解自由状態の耐腐食性シールの断面図である。
【図１３】自由状態を示す要部拡大断面図である。
【図１４】従来例を示す分解状態の断面図である。
【図１５】従来例の要部の拡大断面図であって、（Ａ）は自由状態の拡大断面図であり、
（Ｂ）は圧縮使用状態の拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、実施の形態を示す図面に基づき本発明を詳説する。
　図１～図６に示す第１の実施の形態に於て、本発明に係る耐腐食性複合シール構造Ｓは
、相互に平行な対応平面11，12間に介装され、しかも、酸素プラズマ、酸素ラジカル等の
腐食気体（ガス）が存在する第１空間部１と、この第１空間部１の圧力よりも高い圧力の
非腐食気体が存在する第２空間部２とを、遮断して密封するシール構成である。
　具体的には、図１に於て、クランプ形配管継手シール構造を例示し、被接続パイプ32，
33が一体に連結される一対の金属製カップリング４，５の外鍔部の（軸心直交状の）端面
４Ａ，５Ａが、前述の相互に平行な対応平面11，12に相当する。
【００１６】
　８は金属製センターリングであって、薄肉短筒部８Ａと、その外周面の中央からラジア
ル外方向へ突設された突出部８Ｂとから成る。
　第１空間部１は、筒状のカップリング４，５の内部と、センターリング８の内部によっ
て形成され、酸素プラズマ、酸素ラジカル等の腐食気体が流れる。第２空間部２とは、例
えば大気であり、第１空間部１は大気よりも圧力が低い、いわゆる真空圧である。
【００１７】
　上記センターリング８の突出部８Ｂには、Ｖ字状溝９が凹設され、そのＶ字状溝９の奥
部には矩形状の小凹部10が形成されている（図２，図５等参照）。即ち、ラジアル内方向
の第１空間部１寄りにセンターリング８を配設し、このセンターリング８の第２空間部２
側───ラジアル外方向───には、溝底小凹部10を有するＶ字状溝９が形成され、この
Ｖ字状溝９に、耐腐食性シール３が嵌着され、さらに、この耐腐食性シール３のラジアル
外方には、弾性シール６が配設されている。
【００１８】
　弾性シール６は、ラジアル外方側───第２空間部２側───に開口する受圧凹溝７を
有する。即ち、一対の密封用リップ部13，13が開脚状に、第２空間部２側へ延伸して、そ
の間に受圧凹溝７を形成している。
　さらに、この弾性シール６は、ラジアル内方向───第１空間部１側───へ突出する
くさび形突隆部14を、一体に有する。
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【００１９】
　耐腐食性シール３は、ラジアル外方向───第２空間部２側───に開口すると共に上
記くさび形突隆部14が押込まれて開脚方向への力を受ける一対の密封用リップ部15，15を
有する。つまり、耐腐食性シール３は、ラジアル外方向へ開口状の凹溝16が一対の密封用
リップ部15，15によって形成されると共に、上記開脚方向の力を受けることによって、対
応平面11，12にリップ部15，15が密接する（図６参照）。
【００２０】
　断面形状に於て、上記くさび形突隆部14は、第１空間部１側（ラジアル内方向）へ、し
だいに幅寸法Ｗ14が減少するテーパ状に形成される。また、くさび形突隆部14のラジアル
内方向の先端面14Ａは平坦面状に形成され、しかも、くさび形突隆部14の基部には、略平
行部14Ｂ，14Ｂが形成され、図４中に２点鎖線Ｌ14にて示した位置よりも左側が、くさび
形突隆部14であって、その形状は、２点鎖線Ｌ14を底辺とすると共に先端面14Ａを上辺と
する略台形から、底辺の左右角部を僅かに切欠いて略平行部14Ｂ，14Ｂを形成した略６角
形であるといえる。このようにして、くさび形突隆部14は、傾斜辺14Ｃ，14Ｃを有してい
る。
【００２１】
　一方、図３の断面形状にて示したように、耐腐食性シール３の一対の密封用リップ部15
，15によって、上記くさび形突隆部14が押込まれるくさび受け用凹溝16は、第２空間部２
側（ラジアル外方向）へしだいに幅寸法Ｗ16が増加するテーパ状に形成されている。さら
に具体的に説明すれば、凹溝16の溝底部16Ａはストレート状（又は図示省略の小円弧状）
に形成されると共に、凹溝16の開口端には、略平行部16Ｂ，16Ｂが形成されている。この
ように、凹溝16の全体断面形状は、２点鎖線Ｌ16を底辺とする略台形から、底辺の左右角
部を切欠いて略平行部16Ｂ，16Ｂを形成した略６角形であるといえる。このようにして、
くさび受け用凹溝16は、傾斜辺16Ｃ，16Ｃを有する。
【００２２】
　図５に示した組立て自由状態に於て、弾性シール６の傾斜辺（テーパ面）14Ｃ，14Ｃは
、耐腐食性シール３の凹溝16の傾斜辺（テーパ面）16Ｃ，16Ｃに、密に接触し、その後の
圧縮使用状態（図６参照）では、耐腐食性シール３のリップ部15，15が対応平面11，12か
らの押圧力（外力）を受けて弾性圧縮変形せんとする際に、凹溝16内に押込まれている弾
性シール６のくさび形突隆部14も弾性変形しつつ、リップ部15，15を押し広げる（開脚さ
せる）方向の大きな弾発付勢力（弾性的復元力）を付与する。
【００２３】
　言い換えると、くさび形突隆部14の傾斜辺14Ｃ，14Ｃが、耐腐食性シール３の凹溝16の
傾斜辺16Ｃ，16Ｃに強く弾性的に圧接して、リップ部15，15を押し広げる（開脚させる）
方向に大きな弾発付勢力（弾性的復元力）を発生し、もって、耐腐食性シール３の密封用
リップ部15，15の対応平面11，12に対するシール面圧を高めることができる。
【００２４】
　ところで、分解自由状態下に於て、くさび形突隆部14の傾斜辺14Ｃ，14Ｃの成す角度θ

14、及び、凹溝16の傾斜辺16Ｃ，16Ｃの成す角度θ16は、15°～ 120°とする。好ましく
は、30°～ 110°とし、さらに望ましくは、60°～ 100°とする（図３と図４参照）。
【００２５】
　図６の状態に於て、第２空間部２からの気体圧力を受けて弾性シール６は第１空間部１
側へ押圧されることとなり、その押圧力によって、一層強く、くさび形突隆部14が凹溝16
の奥方へ（ラジアル内方向へ）押込まれて、前述した対応平面11，12に対するリップ部15
，15の面圧が増大する。
【００２６】
　ところで、耐腐食性シール３の第１空間部１側（ラジアル内方向側）の形状について説
明すれば、図２と図３に示すように、センターリング８の前記Ｖ字状溝９に嵌着される頂
部小突出子17付の三角突部18が形成され、この小突出子17は略半円形等として、センター
リング８の小凹部10に、図５，図６のように嵌合して組立てられる。
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【００２７】
　図３に示すように分解自由状態に於て、耐腐食性シール３の一対の密封用リップ部15，
15の外面基端部19，19は、前記三角突部18の勾配面と連続した傾斜線にて描かれるが、こ
のリップ部15，15の外面基端部19，19の成す角度θ19よりも、十分小さい角度θ20（を成
す直線Ｌ20，Ｌ20上）の外面先端部20，20が、角部21を介して連続している。
【００２８】
　このようにして、一対のリップ部15，15の外面先端部20，20の相互幅寸法Ｗ20が、第２
空間部２側へ、しだいに増加するストレート勾配状に形成し、図６に示した圧縮使用状態
に於て、対応平面11，12に接触するシール接触面22を、腐食気体遮断幅Ｗ22の大きい平面
としている。これによって、長期にわたって弾性シール６のシール性を維持できて、長寿
命のシール構造となる。
【００２９】
　また、図３と図４の分解自由状態、及び、図５の装着自由状態に示すように、耐腐食性
シール３の一対のリップ部15，15の外端幅寸法Ｗ15よりも、弾性シール６の一対のリップ
部13，13の外端幅寸法Ｗ13を大きく設定し、第２空間部２の非腐食性気体を密封するシー
ル面圧を高めている。
【００３０】
　弾性シール６について、さらに説明すれば、図１～図６の第１の実施形態、及び、後述
の図８～図10，図13等の他の実施形態では、一対のリップ部13，13の外面先端部23に、対
応平面11，12に接触して弾性圧縮変形する局部面圧上昇のための小突出部24を有する。
　なお、図７に示した第２の実施形態では、この小突出部24を省略して、リップ部13，13
の外面先端部23を、勾配ストレート状に形成した場合を示している。対応平面11，12に圧
接したときのシール面圧が確保可能な場合は、この図７に示すような形状とするも自由で
ある。なお、図７は、図５と、それ以外はほとんど同様の構成であるので、説明を省略す
る（同一符号は同様の構成である）。
【００３１】
　次に、図８に示した第３の実施の形態では、（図１～図７で述べたクランプ形配管継手
シールとは相違して、）いわゆるフランジ固定用等の場合を例示する。即ち、断面矩形状
シール溝25を有する取付部材26と、平面的に対向する相手部材27との間を、密封するため
に用いられる。
　即ち、断面矩形状シール溝25に、耐腐食性シール３と弾性シール６、及び、（前述した
センターリング８に代わる）断面略コの字状受け金具28とを、嵌着する。相互に平行な、
上述の実施形態の対応平面11，12の内の一つは、シール溝25の溝底面25Ａが該当し、対応
平面11，12の内の他方は相手部材27の平坦面が該当している。
【００３２】
　さらに具体的には、シール溝25の第１空間部１側に、耐腐食性シール３を受けるために
受け金具28を嵌着する。
　この受け金具28は、第２空間部２側に、溝底小凹部10を有するＶ字状溝９が凹設されて
いる（即ち、既述の第１・第２の実施形態のセンターリング８と同様の構成を一部分に備
えている）。
【００３３】
　そして、耐腐食性シール３の断面形状は、図１～図７と同様である。つまり、耐腐食性
シール３は、受け金具28のＶ字状溝９に嵌着される頂部小突出子17付の三角突部18を有す
る。
　この三角突部18の形状、及び、Ｖ字状溝９の形状等は、図１～図７と同様である。
【００３４】
　次に、図９と図10に示す第４の実施形態では、使用箇所は図８と同様であって、断面矩
形状シール溝25を有する取付部材26に、（図８の受け金具28を省略して、）耐腐食性シー
ル３と弾性シール６のみを、嵌着（装着）する。即ち、対応平面11，12の内の一方は溝底
面25Ａが該当し、他方は相手部材27の平坦面が該当する。
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【００３５】
　そして、耐腐食性シール３は、それ自身が矩形状シール溝25内に安定姿勢を保ち得る断
面形状を備えている。即ち、この耐腐食性シール３は、断面略Ｕ字型であるが、その溝底
肉部29の肉厚寸法Ｔ29が大きい。例えば、この肉厚寸法Ｔ29は、ラジアル方向全長寸法Ｔ

３の40％～70％である。しかも、溝底肉部29は、断面矩形であって、シール溝25の第１空
間部１側の溝側面25Ｂに当接するように装着される。
　図９と図10に示した第４の実施形態のものは、図８に示した第３の実施形態に於ける受
け金具28を、耐腐食性シール３と同一材質として、両者を完全に一体化した形状であると
言うこともできる。
【００３６】
　図11～図13は、第５の実施の形態を示す。第１空間部１寄りに金属製センターリング８
が配設され、センターリング８が第２空間部２側に断面円弧状凹溝49を有するJIS B 8365
のセンターリングである。耐腐食性シール３には、断面円弧状凹溝49に嵌着される円弧状
突部50が形成されている。円弧状突部50の断面外形円弧の曲率半径Ｒ50は、断面円弧状凹
溝49の曲率半径Ｒ49と同一乃至わずかに小さく設定する。その他の構成は、第１の実施の
形態と同様である。
【００３７】
　本発明に於て、弾性シール６の密封用リップ部13，13は（外面形状に於て）角部42にて
「くの字」に折曲がった形状であり、しかも、角部42よりも基端寄りの近傍に、小凹窪部
43が形成されている。この小凹窪部43は、前述の略平行部14Ｂ、及び、対応平面11，12に
略垂直の面をもって、構成されるが、適度のアール部が付加された形状である。耐腐食性
シール３のリップ部15の第２空間部２側の先端部15Ａは、対応平面11，12と略平行であり
、前記外面先端部20と最先端面15Ｂと略平行部16Ｂをもって、矩形状に構成されると共に
、（図５～図10，図12，図13に示すように）この矩形状の先端部15Ａが、弾性シール６の
小凹窪部43へ（部分的に）嵌合している。このような嵌合によって、弾性シール６の弾性
的圧縮に伴う弾性反発付勢力が（図６，図10の上下方向に）強く作用して、耐腐食性シー
ル３の外面先端部20の最先端部位が、大きな面圧で、対応平面11，12に密接するように補
助（補強）している。
【００３８】
　ところで、弾性シール６に於て、密封用リップ部13，13が、図６や図10に示すように圧
縮使用状態下で対応平面11，12に圧接するべき部位（外面先端部23）の自由状態下の幅寸
法Ｗ23（図５，図７，図８，図９，図13参照）は、圧縮使用状態下の対応平面11，12の間
隔寸法Ｇ０よりも大きく設定している。
　即ち、角部42を含み、外面先端部23の幅寸法Ｗ23が、上記間隔寸法Ｇ０よりも大きく設
定して、密封用リップ部13によるシール面圧にプラスして、角部42の弾性的圧縮変形によ
り、一層、シール面圧を増加できる。
【００３９】
　そして、耐腐食性シール３の材質としては、シリコーンゴム、ポリエーテルエーテルケ
トン（ＰＥＥＫ）、ポリイミド（ＰＩ）、四フッ化エチレン樹脂（ＰＴＦＥ）、又は、パ
ーフロロエラストマー（ＦＦＫＭ）が適しており、また、弾性シール６の材質としては、
フッ素ゴム、エチレン－プロピレンゴム、ニトリルゴム、又は、水素添加ニトリルゴム、
若しくは、フッ化ビニリデン系（ＦＫＭ）ゴムとする。本発明では、材質として高価なＦ
ＦＫＭ（テトラフルオロエチレン－パープルオロビニルエーテル系のフッ素ゴム）を用い
ることなく、あるいは、ＦＦＫＭを従来よりも少量用いるのみにて、酸素プラズマ、酸素
ラジカル等が存在する第１空間部１と、例えば、大気（非腐食気体）が存在する第２空間
部２とを、安価に製造可能であり、かつ、長期にわたって密封遮断可能となる。
【００４０】
　本発明は上述の図示の実施の形態に限らず、設計変更自由であって、ラジアル方向の内
と外とを入れ替えても良い。即ち、第２空間部２を、配管内等のラジアル内方側とし、第
１空間部１を配管の外側等のラジアル外方側として、耐腐食性シール３と弾性シール６の
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凹溝16，７をラジアル内方に向くように配設するも自由である。
　あるいは、真空用に限らずに、第１空間部１よりも第２空間部２の圧力が高ければ、適
用自由である。また、センターリング８（図１参照）や受け金具28（図８参照）の断面形
状も図示以外に種々変形可能である。また、耐腐食性シール３と弾性シール６と受け金具
28（図８参照）等の全体形状は、円環状に限らず、矩形等の多角形や楕円等の環状とする
も自由である。
【００４１】
　本発明は以上述べたように、相互に平行な対応平面11，12間に介装されて、腐食気体が
存在する第１空間部１と、第１空間部１の圧力よりも高い圧力の非腐食気体が存在する第
２空間部２とを遮断して密封する耐腐食性複合シール構造に於て；第２空間部２側に開口
する受圧凹溝７を形成するように開脚する一対の密封用リップ部13，13と、第１空間部１
側へ突出するくさび形突隆部14とを、一体に有する弾性シール６と；第２空間部２側に開
口すると共にくさび形突隆部14が押込まれて開脚方向への力を受けて対応平面11，12に密
接する一対の密封用リップ部15，15を有する耐腐食性シール３と；を具備する複合シール
構造であるので、弾性シール６が受圧状態でそのくさび形突隆部14が耐腐食性シール３の
凹溝16へ押込まれて密封用リップ部15，15が対応平面11，12に対して高い面圧をもって密
に圧接し、腐食性気体を遮断して、弾性シール６が腐食性気体にて損傷を受けることを防
止できる。そして、弾性シール６は、受圧凹溝７内にて受圧して密封用リップ部13，13は
開脚する方向へ弾性変形せんとして、高い面圧をもって対応平面11，12に密接し、第１空
間部１から第２空間部２への気体の流れを確実に遮断する。
　このように、両シール３，６は各々異なる作用・機能を発揮して、各々は高価な前記Ｆ
ＦＫＭのような材料のものを使用せずに、確実にシール性（密封性）及び耐久性を発揮で
きる。
　繰り返して言えば、耐腐食性シール３は、酸素プラズマ、酸素ラジカル等の腐食気体が
弾性シール６へ流れることを抑止でき、弾性シール６は腐食気体によって劣化しないので
、真空保持性等の密封性能を長期間にわたって維持でき、かつそのような劣化による弾性
シール６の発塵をも防止して、半導体製造装置やＦＰＤ製造装置に於ける製品に不純物が
付着することがなくなる。
【００４２】
　また、自由状態に於て、耐腐食性シール３の一対のリップ部15，15の外端幅寸法Ｗ15よ
りも、弾性シール６の一対のリップ部13，13の外端幅寸法Ｗ13を大きく設定したので、真
空保持性等の上記密封性能を、一層、向上できる。
【００４３】
　また、断面形状に於て、くさび形突隆部14は第１空間部１側へしだいに幅寸法Ｗ14が減
少するテーパ状に形成され、かつ、耐腐食性シール３の一対の密封用リップ部15，15にて
形成されるくさび受け用凹溝16は、第２空間部２側へしだいに幅寸法Ｗ16が増加するテー
パ状に形成されているので、弾発付勢力に富んだ弾性シール６は、巧妙に内側から耐腐食
性シール３を開脚方向へ押拡げて、耐腐食性シール３の前記作用・機能を確実に発揮させ
る。
【００４４】
　また、自由状態に於て、耐腐食性シール３の一対の密封用リップ部15，15の外面先端部
20，20の相互幅寸法Ｗ20は、第２空間部２側へしだいに増加するようにストレート勾配状
に形成して、圧縮使用状態に於て、対応平面11，12に接触するシール接触面22を、腐食気
体遮断幅Ｗ22の大きい平面としたので、例えば、酸素プラズマ、酸素ラジカル等の腐食気
体の遮断を確実に行って、弾性シール６の密封性能を長期にわたって維持させ得る。ある
いは弾性シール６としては、高価な材質とする必要が、一層なくなる。
【００４５】
　また、第１空間部１寄りに金属製センターリング８を配設し、かつ、センターリング８
の第２空間部２側には、溝底小凹部10を有するＶ字状溝９が凹設され、耐腐食性シール３
には、Ｖ字状溝９に嵌着される頂部小突出子17付の三角突部18が形成されているので、セ
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ンターリング８と耐腐食性シール３とが相互に安定姿勢をもって嵌合し（組立てられ）、
シール装着性に優れ、かつ、使用状態に於て、シール３，６の姿勢が常に安定する。
【００４６】
　また、断面矩形状シール溝25に装着されるように構成され、相互に平行な対応平面11，
12の内の一つは、シール溝25の溝底面25Ａが該当し、さらに、シール溝25の第１空間部１
側に耐腐食性シール３を受ける受け金具28を嵌着すると共に、受け金具28の第２空間部２
側には、溝底小凹部10を有するＶ字状溝９が凹設され、耐腐食性シール３には、Ｖ字状溝
９に嵌着される頂部小突出子17付の三角突部18が形成されているので、フランジ用や開閉
蓋用に好適であり、さらに、受け金具28と耐腐食性シール３とが相互に安定姿勢をもって
嵌合し（組立てられ）、シール装着性に優れ、かつ、使用状態に於て、シール３，６の姿
勢が常に安定する（図８参照）。
【００４７】
　また、断面矩形状シール溝25に装着されるように構成され、相互に平行な対応平面11，
12の内の一つは、シール溝25の溝底面25Ａが該当し、さらに、耐腐食性シール３は、溝底
肉部29の肉厚寸法Ｔ29の大きい断面略Ｕ字型であって、溝底肉部29がシール溝25の第１空
間部１側の溝側面25Ｂに、当接するよう装着されているので、（図９に示すように）部品
点数が減少でき、かつ、構造を簡素化できる。しかも、耐腐食性シール３はシール溝25内
で安定姿勢を保つ。この構造は、フランジ用や開閉蓋用に好適であるといえる。
【００４８】
　また、第１空間部１寄りに金属製センターリング８を配設し、センターリング８が第２
空間部２側に断面円弧状凹溝49を有するJIS B 8365のセンターリングであって、耐腐食性
シール３には、断面円弧状凹溝49に嵌着される円弧状突部50が形成されているので、（図
13に示すように、）JIS B 8365のセンターリングを流用することができて至便である。す
なわち、従来JIS B 8365とともに使用していたＯリングを、本発明の（第５の実施の形態
の）耐腐食性シール３及び弾性シール６と交換するのみで、真空保持性と耐腐食ガス性を
具備し、その真空保持性と耐腐食ガス性を長期的に維持できる複合シール構造とすること
ができる。
【００４９】
　また、耐腐食性シール３は、シリコーンゴム、ポリエーテルエーテルケトン、ポリイミ
ド、四フッ化エチレン樹脂、又は、パーフロロエラストマーから成り、さらに、弾性シー
ル６は、フッ素ゴム、エチレン－プロピレンゴム、ニトリルゴム、又は、水素添加ニトリ
ルゴム、若しくは、フッ化ビニリデン系（ＦＫＭ）ゴムから成るので、耐腐食性シール３
は、耐酸素プラズマや耐酸素ラジカル性に優れ、劣化が防止でき、弾性シール６の真空保
持性等の密封性を長期的に維持する。さらに、弾性シール６は、一層、密封性（弾発力）
を長期的に維持できる。そして、複合シールとして、前記ＦＦＫＭのような高価な材料を
使用せずに済み、あるいは、従来よりも少量のみの使用で済む。
【００５０】
　また、弾性シール６の密封用リップ部13，13が対応平面11，12に圧接するべき部位の自
由状態下の幅寸法Ｗ23が、圧縮使用状態下の対応平面11，12の間隔寸法Ｇ０よりも大きく
設定されているので、対応平面11，12の接近に伴う弾性的圧縮変形（つぶし）によって、
一層高い面圧が発生して、弾性シール６の密封性能はさらに向上する。
【００５１】
　また、弾性シール６の一対のリップ部13，13の外面先端部23に、対応平面11，12に接触
して弾性圧縮変形する局部面圧上昇のための小突出部24を有するので、局所面圧が高まり
、さらなる密封性能が改善される。
【符号の説明】
【００５２】
　１　第１空間部
　２　第２空間部
　３　耐腐食性シール
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　６　弾性シール
　７　受圧凹溝
　８　センターリング
　９　Ｖ字状溝
　10　小凹部
　11，12　対応平面
　13　密封用リップ部
　14　くさび形突隆部
　15　密封用リップ部
　15Ａ　先端部
　16　凹溝
　17　頂部小突出子
　18　三角突部
　19　外面基端部
　20　外面先端部
　22　シール接触面
　23　外面先端部
　24　小突出部
　25　シール溝
　25Ａ　溝底面
　25Ｂ　溝側面
　28　受け金具
　29　溝底肉部
　49　断面円弧状凹溝
　50　円弧状突部
　Ｔ29　肉厚寸法
　Ｗ14，Ｗ16，Ｗ23　幅寸法
　Ｗ20　相互幅寸法
　Ｗ22　腐食気体遮断幅
　Ｗ13，Ｗ15　外端幅寸法
　Ｇ０　間隔寸法
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